
ITW e.V. Chemnitz

Institut für innovative Technologien

Neefestraße 88

D – 09116 Chemnitz

Institut für innovative Technologien,

Technologietransfer, Ausbildung und

berufsbegleitende Weiterbildung e. V.

Telefon: 0371 / 38 252-0

Fax: 0371 / 38 252-10

www.itw-chemnitz.de

info@itw-chemnitz.de

F
o

rs
c
h

u
n

g
 –

E
n

tw
ic

k
lu

n
g

 –
T
e
c
h

n
o

lo
g

ie
tr

a
n

s
fe

r 
–

D
ie

n
s
tl

e
is

tu
n

g
Konfokales CMOS-Messsystem für 

transparente Schichten (CMOSTRA)
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CMOSTRA

Motivation

Die Entwicklung eines konfokalen CMOS-

Messsystems mit paralleler Messdaten-

verarbeitung auf FPGA-Hardware ermöglicht

kontinuierlich die Bereitstellung großer Mengen

von 3D-Daten für die hochaufgelöste 3D-

Mikromessung mikro-strukturierter Ober-

flächen, transparenter Schichten und

transparenter Mikrobauteile.

Lösungsweg

Das vom ITW e.V. Chemnitz entwickelte

konfokale CMOS-Messsystem wurde mit einem

verbesserten optischen und informations-

technischen Aufbau für das muster-

projektionsbasierte Fokusverfahren ausge-

stattet. Der Einsatz einer High-Speed-Kamera

mit CMOS-Sensor ermöglicht bei ver-

schiedenen Bildauflösungen gemeinsam mit

der variablen Musterprojektion des LC-Displays

die Adaption spezifischer Messaufgaben.

3D-Messung Mikrofluidik Kanalstruktur, 3D-Textur

Die Messung wird optimiert für Prozesstakt,

Echtzeit sowie Messauflösung und Genauig-

keit.

Die Messauswertung erfolgt mit Bildver-

arbeitungsalgorithmen, die auf der Xilinx-

FPGA KINTEX 7 des microenable 5 Frame-

grabbers implementiert sind.

Ergebnisse

Der Messcontroller steuert die Aufnahme,

Verarbeitung und Ergebnispräsentation. Die

Grundlage der 3D-Messung bildet die

DepthMap des Algorithmus Depth-from-Focus.

Die 3D-Texturierung der Messobjekte erfolgt

mithilfe der berechneten Kontrast- und

Fokusbilder.

Einsatzmöglichkeiten

In-process Qualitätsprüfung für beispielsweise

Mikrospritzgießen und Heißprägen

Prüfung von z. B. Mikrostrukturen (Kanäle,

Reservoirs) in

• Mikrofluidischen Lab-on-Chip-Systemen

• Gedeckelten Chips aus transparenten

Werkstoffen (Polycarbonat)

• Mikrofluidischen Kartuschen
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